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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年12月5日(2013.12.5)

【公開番号】特開2011-95745(P2011-95745A)
【公開日】平成23年5月12日(2011.5.12)
【年通号数】公開・登録公報2011-019
【出願番号】特願2010-237381(P2010-237381)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  21/06     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  21/36     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/64     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  21/06    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  21/36    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  21/64    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月22日(2013.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明された試料（Ｐ）を検出する際のレーザ走査顕微鏡（ＬＳＭ）の分解能を向上させ
る方法であって、
　－　照明パターンが、試料（Ｐ）上に形成され、
　－　照明された試料（Ｐ）が、顕微鏡によって検出装置上に結像され、
　－　照明パターンが、少なくとも１つの回折制限された点（Ｌ１）を含み、
　－　検出装置が、共焦点検出器（ＰＯ、ＰＨ、ＤＥ）またはピクセルを含む平面検出器
（ＤＥ：ＣＣＤ１、ＣＣＤ２）として形成され、顕微鏡の結像縮尺を考慮して、平面検出
器（ＤＥ：ＣＣＤ１、ＣＣＤ２）の有効ピクセルサイズが、結像の点広がり関数の半値幅
の一部に過ぎないサイズであり、
　－　複数のステップにおいて、照明パターンが試料（Ｐ）に対して相対的に繰り返し変
位され、該変位のステップ幅が、顕微鏡（ＬＳＭ）の光学的分解能限界より小さく、各ス
テップについて、検出器あるいは平面検出器の検出信号が記憶されることを特徴とする方
法。
【請求項２】
　ステップ幅が、分解能限界の半分よりも小さい、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　相対的変位は、顕微鏡（ＬＳ）の光軸に対して垂直方向、および光軸方向のうちのいず
れか一つの方向に行われ、顕微鏡（ＬＳ）の光軸に対して垂直方向の相対的変位は、水平
方向分解能を向上させるためのものであり、光軸方向の相対的変位は、垂直方向分解能を
向上させるためのものである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　－　照明パターンが、ベクトルｘによって与えられた方向に沿って試料（Ｐ）上を移動
され、
　－　各像点において、検出器を用いて、信号強度Ｄ
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【数１】

　が得られ、ｃ（ｘ）は蛍光体の濃度分布、Ｈは結像の「点広がり関数」、Ｉ（ｘ）はｘ
に依存する照明強度分布であり、
　－　照明パターンのための位置１，２，．．．．ｎについて、および検出信号に対する
指標ｊについて、それぞれ強度が決定されて、方程式系

【数２】

が得られ、この方程式系が、ｃについて少なくとも近似的に解かれる、請求項１乃至３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　照明パターンが、試料（Ｐ）をラスタ走査する、請求項１乃至４のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項６】
　試料（Ｐ）の広視野照明が行われ、照明パターンが、光分布の投影、または有孔ディス
クの投影によって生成される、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　相対的変位は、
　試料（Ｐ）の変位、走査野の変位、読み出される検出器（ＤＥ）のピクセルの変位、お
よび照明パターンの変位のうちのいずれか一つによって行われるものである、請求項１乃
至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法を実施するための顕微鏡であって、
　－　試料（Ｐ）上に照明パターンを形成するための手段と、
　－　試料光を検出するための検出ユニット、および検出信号を記憶するための記憶手段
と
を備え、
　－　照明パターンを形成するための手段は、試料（Ｐ）上に少なくとも一つの回折制限
された点（Ｌ１）を含む照明パターンを形成するために設けられ、
　－　検出ユニットが、共焦点検出のための検出手段（ＰＯ、ＰＨ、ＤＥ）または平面検
出器（ＤＥ：ＣＣＤ１、ＣＣＤ２）を含み、顕微鏡（ＬＳＭ）の結像縮尺を考慮して、平
面検出器（ＤＥ：ＣＣＤ１、ＣＣＤ２）の有効ピクセルサイズが、結像の点広がり関数の
半値幅の一部に過ぎないサイズであり、
　－　試料（Ｐ）および照明パターンの間で、試料（Ｐ）上の照明パターンの第１の位置
から少なくとも１つの第２の位置への相対的変位を形成するための手段が設けられており
、該相対的変位は、顕微鏡（ＬＳＭ）の分解能限界よりも小さく、検出ユニット内に、第
１の位置および少なくとも１つの第２の位置において検出信号を検出し、記憶するための
検出および記憶手段が形成されていることを特徴とする、顕微鏡。
【請求項９】
　好ましくは請求項４記載の方法に従って、記憶された検出信号を差引計算し、高分解能
の像を形成するための手段、およびソフトウエアの少なくとも一方を備える、請求項８に
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記載の顕微鏡。
【請求項１０】
　照明がラスタ化されたレーザ走査顕微鏡である、請求項８または９に記載の顕微鏡。
【請求項１１】
　好ましくは投影された強度分布またはニポーディスクを介して、照明が構造化された広
視野顕微鏡である、請求項８乃至１０のいずれか一項に記載の顕微鏡。
【請求項１２】
　前記相対的変位を形成するための手段が、
　試料を変位させるための手段、走査野を変位させるための手段、読み出される検出器エ
レメントの変位を生成するための手段、および照明パターンを変位させるための手段のう
ちのいずれか一つである、請求項８乃至１１のいずれか一項に記載の顕微鏡。
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